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INTERFERENCE DISPLAY PLATE AND MANUFACTURING 
METHOD THEREOF 
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©**tlH!re,fcT*]Hfc (Aba) □ £M'l*ft&IH : 
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2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
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□ [#3,«HS. ^F#^ ; aft ;ft* «^ttta] 



& - t x # m m . * 

t^^^^^t t ^ # £ - IMI a Jtjf ^ £. 

' $F 4* ^ f ^ & 
€ ^ £ t ' i*A«!**.«*i^fl|»-|KjL|Bn - 

%-JliZh%&-W.t. • # ifc ^ — Ml n £f ft . 4£ -f- * 3, 

A first electrode and a sacrificial layer are sequentially formed on a 
substrate, and then first openings for forming supports inside are formed in the 
first electrode and the sacrificial layer. The supports are formed in the first 
openings, and next a second electrode is formed on the sacrificial layer and the 
supports, thus forming a micro electro mechanical system structure. 
Afterward, an adhesive is used to bond and fix a protection structure to the 
substrate for forming a chamber to wrap the micro electro mechanical system 
structure inside. At least one second opening is preserved on the sidewalls of 
the chamber. After that, a release etch process is preformed to remove the 
sacrificial layer and form cavities. Finally, the second opening is closed to seal 
the interference reflective structure between the substrate and the protection 
structure. 
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Sl^ « f iS « 7F S fi^* fi * JF S (Liquid Crystal 
Display » LCD) > ^^t^t^^-^^M (Organic 
Electro-Luminescent Display » OLED) %a % %. §fc tf H 
(Plasma Display Panel » PDP)^ # 4l t\ • — j£ Jff ^, -f- 

&-*;fc^^s£^ft&***7ti**]m^j&#«>F 

**.4*&**tf-L*#te***l6 ^ '^iim^ (Response 
Time) A ill (Bi-Stable)# & > ^-Tit^^j^Tf:^^® 
fe ' # #J »T 4g A (Portable)^ & 3- M M ' iH *p ft % % 

U (Mobile Phone) - m A & -ft & 3£ (PDA) - -T 4$ & € J® 
(Portable Computer) • •• # # • 

n #■ JL * 9 $ 5,835,255 ft Jf- > t # # | T - •[ 
& & #J m ft 7C # (Array of Modulation) » Bp & — ft & 4 

it » ffl^-^^^^ilTF^^ffi ° If ^ it $ 1 A m ' $ 
1 A W#*^S^^ft&**#7ttt#]»7F*H . 4jl _ -A 



^T^&ti^Tt 100 ^ /ft**- - 110^_L»&^p&i£^ 
(Wall) 102 & 104 • ft it a 102 > 104 ft #, * iL # 4fc 106 
jt#^^/fc-J3££ (Cavity) 108 • $ i£ j$ 102 - 104 Pal ft 5E 

108 # D - )ft 102 #, ^ - 7fe^4t € 

& ' :H- # ifc & ' ^r^.^^^"^^^'^ 104 JW # * - 
& il £f 1 ' ^Jffi««J86t&T«-fit*^^.^^ » 

it *»J fll 6 £ jlb-sr & & 4 ^ ^ it 100 #j^M& 
' & ^TJL*#**l&ffl*^'i(* -ft. (Wave 

Length • « A * tf ) # & /9f * j& • # ^ ^ £ £ i& 102 
fa it ^ IS £ 108 taf'4£##^^3£ 1.1 t4*R««A 

4* & 4l j& ^ 108 t A £. sfc tsttt -f- & m m ft} » * t 

2D= N A i (l.l) 

# £ 108 p& 2D i^^Altitit Ai^f 

St >f£ . gp "sp jtb ^ 4t & & * A i *b J&-£ 108 tliit 
3fc «l± -f- ■ ffQ^iU^^-feAi^^^Tfe • *bBf . m^^^l 
*if>H*^Jltife^4i-Jl* 1 02 # ft £. , -sr a £ $ ,j & ^. ^ 

a i # & 4t & > Sjfc'^-sr^&i^-^TG i oo -r % & ^ " 
$ ib n <& j^tf * iA®t^^r^^t^-^7G 100 



ft T » ft 104#l3^#€«.5!i7^J:i^^'^)lt 102 

# # ft 4$ T 0 jtb Bf » p& i£ ft 1 02 - 1 04 fUtfj 5E ®i ' tl A 
W.% 108 d»iftd*T 

#*ft«rft*t 5* 1 . 1 ft * ( A. 2 )T « * ft 

ft 108 t £ 4. ft ft 44. -T- ^ ' ft * ft 104 # i£ft 102 

ffn^ifc •**b*Tft&***7t 100 t ' ft 102 *«tthjft» 

#jfcftMr*fcfti&'*i-^£>^a-*^a-ft I02^^ri^ms^ 

*t m t ft & 4 * it i oo atj -r ft >4 ^ " m " # & ft » & 
- ■» ft #t ii • 

^jL^Tit'^-^a^^^T'^ 104^gJ^,#^5S.5l 

#fl*JL£^ft'ftft 102 6&;8rfcftT»ft#*b^"ft&4* 
^ it, 1 00 & " ft " ft H*. ft H# #| A " M " #J Hfe ft • ffij # T ft & 4 

* * it 100**"WI"«j|fcftta**"IW"W#l ft 8*. . jty * M 

k&f&n xKm#im io4^ft^i:M'#^-'^#i e.^^* 

^ ft fl ' % *8l 51 ^7 ^ m ft ft 104 * ft ft -jft *o 

9 1 ffl 4l 4& # Hfc ft » «.*t"*rft&4**it 1 00 S. m - " 
H " # 0*. ft - 

ft flo ' _Li4^^,^^f;^(ft 104) ^'IHI 
(Membrane) - £-#f-$:i|,4r>i#£|-' Ji- *t # ft #1 ffl ft. ft 
f; & ^ £ 4fc (Micro Electro Mechanical System, MEMS)t 



3$t%h ® ft ti ^^^^^M.itic,^^'^^^*^^^ 
m ft • # * ' J& £ 108 & - £ «L Pal BR (Air Gap) » ft « Pal R% 
-Life A « tf(j|t 102 * jft 104) - & « > **.t*Hft*'#-H 

*#£3fc%tt***fl&«*&^*&**#7fc 100 ft* fit 7F 

7t 100 #r 14 ic # # #J Ml & • 

* *■ tfc » Jl 34 ift a * '» W-kP-X&JLQk&M & 4kM 

sat^^^f^tsufc^w^jgf 108 
it fc 4 * * ft ioo # i ^ - n m n #j a*. « > «p * a % * 

**^3l54i&i&t'^J^-Lii4i4ife4i^*«*J^iiJI^ 
£ 108 4l t '^m^^^t^^JLt^Ba^^'ifc^' £ 

[ # W ] 
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IBJ * • m ft ' 3& & H t & # Rfr 4ft 4t * ' « & # «fc ^ 
tft Ife & * *t ' M «. J* * ^ # H ^ m 4. ML T ft & 4 * # 

it > *^r**i*'fejiifcW*#Tft • ^ 

it ' ff&ift;&"srft&4**7tJ9&Sfc#Tfl|- ° 

% • 

A - * # M o ft J* It > A * tfc Ifl a jfe4f-l*«H|afc*L3Stt 



ttA*t4**« - ^ &*-«4SA4ft4£ 

iL 4f $j 2* * i*J --&*-IWnrt#jfcjt$r4fe ' 

— € « ^ 4ft 44. *.JL- iL # 4fc _h ' «*0J&-#fc*«i*4ft-& 

* ' m m $k & mm ^-^tit^ife - 

% sz. f% a o & ft - & 4H # afc £fe K.J jg. (Release Etch 
Process) » & * $ — Bfl a a — & $j #] # fife- 4ft 4± >f ffij ^ j& J3£ 

^ & a jbl & i£ J£ ftl ° 

& m. & % m - 4K. * *i • * -f- * A bl m & m & & n 

> $b &&& & $ ft & & * &® & &&&& & to • 

# * ' li^M^t^^^r^^ (spacer) - & % - %L ^ 

£ _t & ^ $ — ifl oin^s** - 
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m It ^ Jl . M*r**HfcfH**l*«4LMf3i£ o 

# — MJ o # -sp • 

Jb * #1 t » J» *l # *t « * *L * * - & 41 « *J mm 

« S!l #J » *» £L 4b '& " w & 4b & - -=- IL 4b 41 - =- & 4b 
IL*^IL4b^#'tt*J#I#^)ISr»4fra i 4.A.--3tJ*«*« 
*f 4ft *t * • 

#'«ffl-*-fr##&**«tt##***L' a ^ j& - jk 
-Wo . «^3fcjffft*^-*#ffA««IH«-*iib"5r5tjfc 

t » *» *b *T « 3fc & B jL#*«|fl&flfe*ife-f^^ I &4tl* 

ftiit fi * *. 4b * * * nm ' m &m.& & & 
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ffl^^^^^f^^*^ ° * * — M a f*3 /£ iL 4f ^ ' & 4fc 

4# ° & if ' *Jffllfe^»*llfe^'-^«t* 3 «l***c. ' « j& 

S @ - I - ffl a o sfe;fT — (Release Etch 

Process) » ^ * % ^ W a « — A £'] #J # Rfc 4ft 4& ># * ^ * IS 
£ . £ & jMF itb # Ml oitM ' tejk-T*j*s$.£.*t*#4ft#La?#t 

$ 2A @ -ft Mr # ^ 4^ - & -ft * *fc ifi £■] ® & 

100' ^^^^^B^^^^^^ISTF^fet^^^^^,^ 

# M 4ft ° # 2A SI ffi ' — *L ^ «. # 4ft 200a *>] ffl $6 
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* j** 202 HOI**'*****. 110 * - * 

200a 100 **** ° 

* • * * * 202 * * * * * * * 

* 200a & no ■ te#^r ft & 4 

* * 7t 100 H ^ *4t* » * ' + 
A A ft. ft. ft a. ffn * «R. ft & * * f - * 100 ■ 

100 3- m % 108 ' * ft- « £ 108 ^_ SE m D *9 * 'h ' H itb 7jc 

ioo ^ n m & & j*#itt*<&a«-#*ft.4***J^*&* 

* t * * ' ' 

- # n* T ftfe****.****!**' ^ ^ * ' *'J 

B*jL^ft&***^&*J^#*&#* fc *^* foi,fe,a '*"*" 

* # * a & *i ' ji*^ft&4**itfc£-«#afr*tB*» jfc 
ft* • 

' * * * * * 200a * ~- * * * fe ° 

$fe ^ J* * 202 4L # f * «. W f'^^^^^SI^ 0 & ft ' * 
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+ 200a 110 

* T it « * * # a * t ' * * * * * * W * * * J ° 

*t >h > • + «. « * ** * 200a * & & & 

*•««** 200a^ll*fe 110 

T S$ & * ^ ^ ^ . + 200a If^t^tt^ 

to 100 ^ 104.*****-«t***** , **«^* A ^. 

« * A * * * A * * *» * ^ ' * * ^ * ^ * * * * * 202 
t *» A H fli * (spacer) • 

202 BfrT^ttHTJt**** 
*** 200a ^Jt^Bf^m^r^^**^^, 100« JtXT« 
«. + 200a 110*.ffl4*#IB£tt*E» • 

' Mi**w^f ft* ioo ^ m » m *r 
^ & 4 * * 100 ^ * ■+ . « ^ * * 1 0 m ' ® *t, ^ **- ^ 

f£M*& 200a #t Jit 104 ' * <T JL £ ^ *k 

£ % W « • 

J* *ft 200b • Jhri*3!4**** 200b « * 

6^ + *L * 4ft • ffl * * ' H * « * * * * 200b ** ft « * J* 

4ft 202 no«fc^»*»*^^^*^ *««^r* 

& i ^ jf it 100 # a ^ ' m 3.&?r + #i % 
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% 3A lil SCi*****^***** 4 ** 
m . 309 JiJb**#**# 310 A*4fc* 311 ■ 

fcft 

^3i0Ai^il 311 t ^ A H * 3 12 

306 ° & ^ ' a 312 * JL##7 306 > ft & 

314**4** 311AiL4l* 306 ii..«^A- 

It * ft ft 3B » ■ « ffl * * * * 308 Jfr * 4* * # # 
304 **.* 309 ****- * ******#tL«** * • X 
4*b«*J*tt 308 * a 320 - fliiX.' 

^ ^ H & t ^ ° * * ' ^^'Jffl^Sl^^^^^^^ 

308' M'J^^-L-^^^^ ' tfLfcBlfrJfefcfcfcfcB* ° 
ft £ , (Release Etch 

Process) ■ ' * * « a 320 W ~~ 

**] 311 fl&#j&K£ 316(^^^ 311 

t) . Jtt« 316#-fc&D*P&m&># 311 • 

« € s. « *j m * * « * * *• * * * 11 * w * * ,J #1 ' M *° ~ 

#t <fb & - w IL4t 4)1 * il|Mb 3»3 - =. & 4b il i& ^ il 4b sft # 

m ® * & # » * « * £ - * * * * * * * * 31 1 ° 
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ft . bp a * m n #> i. * * * * * * -"=■ * *■ # " #1 * * * * 

328 »M a 320 NM**' *#« 
304 *Afe 309 

« 328 i «■ f *r A * # A * & * 31 * * * m * * * * * " 

328 «f •*. « * * * * * * *• S * ° 

328 ' **** ' *^'**« 308 * 

#t ^S« 328 ^'«**ra«)##-«i^« ; » 308 * B * j! ' 

328 R*.*T*M« a 320 «. « • S fc * + * * *- xr,1R 

3A 3B 

* . # it**-**** • ' « » 
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*jfl ****** t ***** •** 

n*** ******** *****'* , * b ' PpT ** 

2B B J**^.*******-*^** 11 ** 

£ 4A B 5- * 4C fl A * * *. «■ a * *- *. * * *fc « * 

3Blttf,1n 320 *.*£** 

^ . ** 4A Btf * • * 412 A***fc** 

m 406 i ■ * <t * it * *■ * • x % a ft m a*. » # h * 

m ^ t * * m * .**** 406 A*#** « a 414 • Hfl 
a & « £ ' « * * * * 4k M $L & *- « « * * * ° * 
JL . Haft&4fc*#**$******* 406 * ' *' J ^ 

*b *b ■ 4fc ML * # 8 * ^ 3 - * * * ' * H a * ^ T * * 

* 402 ******* 404 » *» * 4C B 

M a 416 - ******* 406 **** 402 ***** 

* * 404 Bfr . ft % * t " * M a 416 > ft*ft*«<* 

& # A ik *J $L & * A. « H #i ^ « ° 

* m a « ^ A 3sr * *r * « fl « * * * * *• * * * * 
' * * ^ n & * m m > & 41. # « fl « « * * ^ * * * M 

a - A ^ - H 46 *'J fl 16 * * * » « B * ' *P & * • H ° * 
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i 3& 4l * * « * m * * * * *- > h ' * *■* H * ^ 

£ 5 A n £ # 5C A A & * *■ # a ^ *■ * * 

$ o * 5A eh m * ' * ■# a *> ^ « u 5\2%iSL^n^m 

ft « M * 504a *.«*4LJi'n*S!**** 504a * * J ffl 
£k K'J # # 0 

Ana 512 *r * *r ^ fl* ' « *» * » 5A ■ + ' M a 

512 H ' * # # # 502 • *n^£ 5B 

H t • M o 514A*t*n**ft*## 504b ^ « « • J- 
* frj if M Bfl ' B&Ji****^^** 502 *** ° 

n ' n 504c it * * m d 5i4 • 

MS o ft it a « * • M 

_l > n>] ^ # £ it « *J * ^ M» ^ -I*- ° 
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* ft at 4 * t • JL A.*. Tfctf^Eft********^ 

A SL * & m ' Jfc***!*^****** ° 

************ *********** 

91 ******* **'******** 

« * -14 • a * ' *■ # B * ^ * * * * * * * * s fe iK * * 



« « 'It • T*#*-*ft***l ' ^ m * m Wt ■ * ' ^ # 
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** «*, «¥3 *» T : 

% i a n a *r * * *° ^ * & * * * * *J s * * ffl ; 

* ib ■ *»** la ■ t 100 * 

* 2B SI *»* *.»*■«■* *** 

4N £ at 2r & • 

S3 . 

* 4B n -ft******-* 

n ; 
n • 

n ; a & 

ft 5C @ * * # *- * ~ * * * « « « * * 
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100 : «T ft & 4 * 

102 : 0 

104 : j& 

106 : iL4t 

108 : J& % 

110 : &.#L 

200a : 1% & * 

200b : n ^ f> ^ * 

202 : ^ & 

304 : -?-;fc4fct£## 

306 : JL# 

309 *• 

308 : |fe & J£ ^ 
310'- t ^ 

311 : 

312 : Ma 
314 : € 
320 : ffl a 

328 : # ^ & # 
402 : 



404 : y-tiL&tL&fc 
406 : $b & $k 4& 
412-414-416: ffi a 

502 : 

504a - 504b - 504c : H 
5 06 : $b & & # 
512-514: Bfl a 
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i» ft 5. ^ & ^ : 

— % — € # n -3k fa : 

— % ft ; * x 

4? — j$ a ; A 
SL M & «l ° 

9 - *b * J* * *t f & * - W * * ' * ,J ffl * w p ^ * *■ * * 
£ ft # # * & -f- * ^ It # • 
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6. *ttl**IftB* 
£ ^ *fc ^ l£ # *L # f & ^ 



- n ^ 3$ # ° 



^ ° 

T # «H : 
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^ - » — H o ; 

a - M # A * « * * * * * * ~ M a * * J # * * 

10. *a t ft IB » 9*HHti*3k**'* + * 
9 - $ * J* 4» # * & ^ - « p & * ' *' J ffl * w * * * * * 

11. *.t**#iftBB» 9osm^^m^^^' * * * 
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12. *,t**MI&lll* 9^^Til^t^^*'* + ^ 

13. *tt**«ft«* 941mA*.*** + * 

14. 9Jj|/»fifcit*** , * , f* 
^ M 4# 4L « * ° 

15. * t * * ** ft « * 9^M^^U^*' * + * 

16. -fcjfc^****®*. ' • 

- * *L 

- tft J* ' Hfrttft-ftWA^fi-lfrW ; 

3£ * «: ft tft ** € I* * ' * t * * « « * * * * ~~ F,f1 
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17. *it*#«lt«» 16JD*Hti*f***** 

^^1^ $ — t * ° 

18. *, ****JI£III * 16 

«. * 41 # « * * *J * * ^ * * * ° 

21. 16 ^^A*.*^***** 
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